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3  Versuchsaufbau. 

4 Messergebnis.

Aufgabenstellung

Das Innenbeschichten wird zur Instandsetzung von hoch-

wertigen Komponenten wie Lager, Gehäuse oder Zylinder, 

welche z. B. in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden, 

verwendet. Um die Beschichtungsqualität zu gewährleisten 

und insbesondere die aufgebrachte Schichthöhe während 

des Prozesses zu überwachen, wird ein Online-Messverfahren 

unter Berücksichtigung der einschränkten Zugänglichkeit für 

die Schichtdickenmessung entwickelt. 

Vorgehensweise

Als Lösungsansatz wird ein absolut messendes Interferometer 

in den optischen Strahlengang der Innenbeschichtungsoptik 

integriert. Das Interferometer sendet ein Strahlenbündel aus, 

welches über einen Strahlteiler in einen Referenzstrahl und 

einen Messstrahl geteilt wird. Beide Teilstrahlen werden vor 

dem Beschichtungsprozess zueinander kalibriert, so dass ihre 

Weglängen gleich lang sind. Messstrahl und Bearbeitungs-

strahl werden überlagert, sie verlaufen koaxial zueinander 

und treffen in einem Punkt auf das Werkstück. Während des 

Beschichtungsprozesses wird der vom Werkstück zurückge-

streute Messstrahl im Interferometer mit dem Referenzstrahl 

überlagert. Die resultierende Differenz der optischen Wege 

von Messstrahl und Referenzstrahl wird zur Schichtdickenbe-

stimmung verwendet.

Ergebnis

Durch die erfolgreiche Integration eines absolut messenden 

Interferometers wird eine direkte Schichtdickenmessung 

während des Beschichtungsprozesses ohne Zerstörung der 

Probe ermöglicht. Um die Messgenauigkeit zu verifi zieren, 

werden sechs aufgetragene Schichten mit verschiedenen 

Höhen unter dem Lichtmikroskop ausgewertet. Die maximalen 

Abweichungen der Schichtdicke zwischen der Interferometrie-

messung und der lichtmikroskopischen Auswertung betragen 

ca. 2,5 Prozent.    

Anwendungsfelder

Mit dieser Online-Messtechnik kann die Schichtdicke des 

Beschichtungsprozesses überwacht und dadurch die Beschich-

tungsqualität erheblich verbessert werden. Die Innenbeschich-

tungsoptik kann prinzipiell für alle Anwendungsfälle eingesetzt 

werden, bei denen Innenfl ächen zu beschichten sind. 

Das Projekt wird mit Mitteln aus dem Programm 

»HORIZON 2020« der Europäischen Union gefördert.
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